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SKENOVACI ELEKTRONOVA
MIKROSKOPIE (SEM)

HITACHI SU 6600

Skenovaci elektronovd mikroskopie je ptresna
anedestruktivni metoda pro detailni analyzu materiald
(nanocastic) a jejich povrch(l. Touto metodou Ize vytvofit snimky
objektl s rozlisenim az 1,3 nm. Ze snimk( Ize posoudit velikost,
tvar a strukturu povrchu pozorovanych objektl. Pomoci
BSE detektoru Ize od sebe odlisit rlizné materialy ve slitinach.
Diky pfidavnému zafizeni EDS a WDS pro prvkovou analyzu lze
urcit prvkové sloZzeni zkoumanych vzorki.

VYSTUPNI INFORMACE

> velikost a tvar pozorovanych ¢astic (nano- a mikro-)

> topologie povrchu Skenovaci elektronovy mikroskop (SEM)

Vv

defekty a necistoty na povrchu materialQ

> chemické mapovani (prvkové slozeni)

TYPY VZORKU

> praskové a granularni materidly

> praskové nanomaterialy

> félie a vlakna

> biologické vzorky

> materialy typu kompozitd, Zeleza, oceli, skla a keramiky
(do max. velikosti 4cm x 4cm x 2cm)

> vSechny vzorky pro SEM musi byt suché - I e

PARAMETRY MERENI/PRISTROJE

SE mdd, BSE méd

Obrazek oxidu zeleza

> EDS (Energiové — Disperzni Spektroskopie)

> WDS (VInové-Disperzni Spektroskopie)

> EDS a WDS slouZi k uréeni chemického slozeni
zkoumanych vzorkd

> urychlovaci napéti: 0,5 —30 kV

> makx. rozliSeni v SE médu: 1,3 nm

o . EDS spektrum
> max. rozliSeni v BSE médu: 3 nm

> zvétieni: 60 - 600 000x DALSIINFORMACE NA V'Y ZADANI
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